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第 2 0 卷 第 3 期 黄林强 大型光点列阵检测系统研究

阵来提供光功率
。

随着这些系统的发展
,

它们对光点列阵的要求已经达到了 32 X 32 以上 ;同

时由于器件的要求
,

光点列阵的均匀性必须很高
,

所以对大型光点列阵的检测是十分重要

的〔
‘一 3 ]

。

传统的检测方法是用功率计逐点进行测量〔礴一 5〕
。

而在大点阵的情况下
,

它有两个不

可克服的缺点
:
(1) 光点数太多

,

测量麻烦 ; (2) 测量过程中光源不稳会造成很大误差
。

显然
,

在 20 x 20 点阵以上时
,

这种方法就不太实用了
。

为了对大型光点列阵进行检测
,

我

们基于 CCD 摄象仪
,

设计出了检测系统
,

它能对大型光点列阵的均匀性及其它相对特性有效

地进行测量
。

本文将在第二部分中给出系统结构和检测方法
,

第三部分中给出实验结果并讨

论如何提高测量精度
。

二
、

检 测 方 法

系统结构如图 1 所示
。

光点列阵通过一个成象系统
,

成象于 CC D 摄象靶上
,

CC D 将信

s
PO t a r ra y

左盗扮 二气二口

Fig
.

1 T he d ia g n o s tie s”tem of la r . 碑 s
即

t a rr a y s

号输出至 PIP 图象板
,

由 PI P 将模拟信号转换成数字信号
,

并将它存入本身的缓冲内存中
,

同

时通过显示器将点阵图象显示出来
。

PI P 图象板插在微机的扩展插槽中
。

我们编制了软件控

制 PIP
,

并从其缓冲内存中获得一帧图象信号
,

然后按照一定算法
,

计算出点阵中每个光斑

(点 )的相对光强
,

并给 出最后计算结果
。
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光
.

点位王的确定

为了测出每个光点的相对光功率
,

首

先必须得到光点中心的位置
。

虽然我们可

以用扫描线来依次确定每个光点的位置
,

但是这样做太复杂
。

由于光点列阵在行和

列两个方向均为均匀分布
,

从而在测 出其

行和列两个方向的相邻光点间距之后
,

就

容易计算出每个光点的位置了
。

图 2 为通过一行光点中心的扫描线及

线上的光强分布
。

由图中可知
,

光点间距

为 dx
,

光斑半径为
r ,

同时还可得到背景光强为 I
, 。

同样在列方向可以得到 勿
。

然后
,

只须

测得一个光点的位置
,

就可计算出其它光点的位置了
。

2
.

光点功率的计算

为了计算出每个光点的相对光功率
,

我们利用 1 中测得的数据
,

以光

点中心为中心
,

建立一个正方形 区域
,

区域的边长稍大于 Z r ,

这样光点就

被完全包含在此区域中(图 3 )
。

把此区域中每个象元的光强值减去背景

光强 I
。 ,

再将所得到的差值求和
,

即得到光点的功率
。

这里之所以采用

方形域
,

是因为其算法较为简单
,

并且光斑也不一定为理想圆形
。

当点阵非常大时 (100 x 100 以上 )
,

光点太密
,

这时就可采用分块测

.....

r

inc iPl
e

C a eu la tin g

o f the
p o w er o f the

Fi&Prinlishlspot

量法
:
由成象系统把点阵放大

,

将它分为几个部分
,

而 CCD 一次只接受一部分
,

将每一部分分

别存图后再分别测量
。
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